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Abstract (en)

[origin: WO2019233839A1] The invention relates to a device (1, 1A) for matting a surface (12), having a nozzle (3, 3A), which has a blasting
chamber (4, 4A) for blasting a workpiece (10, 10A) with an abrasive blasting material, wherein the blasting chamber (4, 4A) has, on at least one of
the sides of same, at least one flat interaction opening (5.2), which is provided for being interlockingly placed onto at least one surface (12) to be
matted, the blasting chamber (4, 4A) being closed as a result. According to the invention, the workpiece (10, 10A) and the nozzle (3, 3A) remain
rigid with respect to one another during the blasting process, wherein a direction of a blasting agent blast (9) of abrasive material within the blasting
chamber (4, 4A) can be oriented approximately parallel or at an angle of less than 30° to the interaction opening (5.2) and to the surface (12) to be
matted.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1, 1A) zum Mattieren einer Oberflache (12), mit einer Duse (3, 3A), welche eine Strahlkammer (4, 4A)

zur Bestrahlung eines Werkstiicks (10, 10A) mit einem abrasiven Strahlungsmaterial aufweist, wobei die Strahlkammer (4, 4A) an mindestens

einer ihrer Seiten mindestens eine flachige Interaktionséffnung (5.2) aufweist, welche daflr vorgesehen ist, formschlissig auf mindestens eine zu
mattierende Oberflache (12) aufgesetzt zu werden, so dass die Strahlkammer (4, 4A) dadurch geschlossen wird. Erfindungsgeman bleiben das
Werkstiick (10, 10A) und die Duse (3, 3A) wahrend des Bestrahlungsvorgangs starr zueinander, wobei eine Richtung eines Strahimittelstrahls (9)
aus abrasiven Material innerhalb der Strahlkammer (4, 4A) in etwa parallel oder unter einem Winkel kleiner 30° zur Interaktions6ffnung (5.2) und der
zu mattierenden Oberflache (12) ausrichtbar ist.
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